CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACI VISION 2020)

I. Identificadores de la asighatura

Instituto: Ingenieria 'y Tecnologia Modalidad:

Departamento: |nq Eléctrica y Computacior .
Créditos: 6,00

Materia: Disefio A de Microsistemas

Programa: . de C. en Ing. Eléctrica Caracter: Optativa
Clave: MIE — 0019 - 07
Tipo: curso
Nivel: Maestria
Horas: 48 Hrs. totales Teoria: Hrs. Préactica: Hrs.

Il. Ubicacion

Antecedentes: Clave
Probabilidad y procesos estocasticos MIE — 0001 - 07

Consecuente:




Il. Antecedentes

Se requiere haber cursado la materia de Introduccién a los

Conocimientos: . .
Microsistemas

Habilidades: ] ] _ ] _ o
Se requiere el manejo de cualquier software de simulacion de circuito

Actitudes y valores:

Se desea una actitud por la busqueda de nuevas alternativas del desarrollo por r

IV. Propésitos Generales

Los propdsitos fundamentales del curso son:

El propoésito general de esta materia es que el alumno sea capaz de desarrollar
proyectos de desarrollo de sensores 6 actuadores MMES utilizando simulaciones
y andlisis de elementos finitos de sistemas MEMS.




V. Compromisos formativos

analizar y describir sistemas MEMS con nivel ingenieria el detalle de

Intelectual: . -
su funcionalidad.

Humano:

Social:

Ser capaz de evaluar y comparar las caracteristicas de los diferentes siste

Profesional:

Resolver problematicas a través de la, invencion de sistemas sensores ‘o actuad

VI. Condiciones de operacion

- o a) Mesa banco
Espacio: Tipica, Maquinaria b) Restiradores

c) Mesas

Laboratorio: pPracticas. simulacid Mobiliario: .
' d) Otro especifique

Poblacién: 30

Material de uso frecuente:

Rota folios, Cafion y computadora, videos y tele'

Condiciones especiales:




VIIl. Contenidos y tiempos estimados

Temas Contenidos Actividades
o Introduccién al Maquinado Bulk y de Superficie
1. Fundamentos de Fabricacion | Opjetivo. Conocer las caracteristicas generales | Teoria: Practica:
de los Microsistemas (MEMS) | ge |os procesos de fabricacion de los MEMS
2
2. Materiales de los MEMS
Propiedades Mecanicas del Silicon
Materiales usuales en procesos de fabricacion
MEMS
Obijetivo. Conocer las caracteristicas y
especificaciones de los materiales utilizados en la
fabricacion de los MEMS
2
3. Procesos de Micromaquinado | Tipos de maquinado del Silicon
Ejemplos
MEMSPro
) - COVENTOR
?Aé—:\irsrammntas de Disefio para Objetivo. Utilizar las capacidades del software
para disefio de Microsistemas / MEMS para su
utilizacién en el disefio de sistemas MEMS
1
Procesos PolyMUMPS, MetaMUMPS y
SOIMUMPS
; Proceso SUMMIT
ansJZ?\E;orse de Procesos MEMS | proce505 SCREAM, PenSOIL, y LIGA
Objetivo. Disefar dispositivos MEMS basicos en |
las diferentes tecnologias de fabricacion MEMS,
enfocado en el proceso
6. Disefio de Actuadores MEMS | Técnicas y herramientas de disefio
en Software Objetivo. Disefiar dispositivos MEMS bésicos en
las diferentes tecnologias de fabricacion MEMS,
enfocado al actuador
4
7. Técnicas de Encapsulado
8. Desarrollo de Proyecto Flip Chip
Bondeo de Obleas
Objetivo. Conocer los equipos
9. Presentacion de Proyecto 3 1
Tipos de y principios basicos de sensado y
actuacion 2 1
Ejemplos
2 1

Presentaciones orales de avances parciales
Presentacion Final







VIIIl. Metodologia y estrategias didacticas

Metodologia Institucional:

a) Elaboracién de ensayos, monografias e investigaciones (segun el nivel) consultando
fuentes bibliograficas, hemerograficas y en Internet.

b) Elaboracion de reportes de lectura de articulos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visién 2020 recomendadas para el curso:

a) Docente

b) Alumno

c) Equipo

d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental

g) Campo

h) Aplicable

i) Textos

]) Problemas

k) Proyectos

[) Casos

m) Disefo

n) Evaluacion

0) No aplica




IX. Criterios de evaluacién y acreditacion

a) Institucionales de acreditacion:

Acreditacion minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos

Calificacion ordinaria minima de 7.0

Permite examen Unico: no

b) Evaluacion del curso
Acreditacion de los temas mediante los siguientes porcentajes:
% Ensayos y reportes de lecturas

% trabajos de investigacion
% Examenes parciales 50 %

% Practicas computacionales 20 %
% Participacion en clase

% Otros (proyecto final) 30%




X. Bibliografia

Nota: Revisar la bibliografia obligatoriay complementaria, asi como citar adecuadamente
segun sea el caso de libros, revistas, paginas electronicas, compilaciones, libros
electronicos, etc.

A) Texto:
J.J. Allen., “Micro Electro Mechanical System Design”, CRC Press, Taylor &
Francis, 2005
B) Bibliografia complementaria y de apoyo:
M. Gad-el-Hak Editor “The MEMS Handbook: Design and Fabrication”, 2nd
Edition, CRC Press, Taylor & Francis, 2006
M. Gad-el-Hak Editor “The MEMS Handbook: MEMS Introduction and
Fundamentals”, 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis, 2006

M. Gad-el-Hak Editor “The MEMS Handbook: MEMS Applications”, 2nd
Edition, CRC Press, Taylor & Francis, 2006

X. Perfil deseable del docente

Doctorado en Ingenieria Eléctrica

XI. Institucionalizaciéon

Responsable del Departamento: Mtro. Jesus Armando Gandara Fernandez

Coordinador/a del Programa: b Héctor Garcés Guzman
Fecha de elaboracion: 12 Enero 2008
Elaboré: Dr. Jose Mireles Jr. Garcia

Fecha de redisefio:

Redisefo:
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